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(5)研究目的
情報通信需要の全世界的な増加に伴い､これに対応できる新しい情報通信基盤の確立は
急務である｡特に携帯電話に代表される個人用移動体通信機器の爆発的普及と通信形態の
多様化は利用周波数帯の逼迫と干渉増加をもたらし､より高い周波数帯に対応可能な通信
システムと通信用デバイスの開発が急がれている｡
弾性表面波(SAW)デバイスは小型･軽量性と優れた電気的特性から､多くの無線機
器においてRFフィルタ､ IFフィルタ､共振子などとして用いられ､また､将来の周波数
拡散通信方式に欠かせないコンボリュ-ション素子として無線通信システム全体の性能を
支配するキーデバイスの一つとなっている.現在､ sAWデバイスは2GHz帯まではすで
に実用化されており､ 10 GHz以上のさらなる高周波数化･高性能化を目指した研究開発
が進められている｡
電子デバイスの性能は､一般に､その材料の品質と作製プロセスの双方に依存する｡ SAW
デバイスは基板表面を伝搬する弾性波を利用するため､特に基板の加工過程で導入される
表面の不規則性すなわち表面荒れやマイクロクラック､表面の加工変質層の影響が重要で
ぁる｡現在､市販されているLiTa03やLiNbO3基板の表面研磨技術は･現在のSAWデバ
ィス仕様に対しては十分な品質の基板材料を提供できると考えられている｡しかし･将来
の10GHz以上の超高周波帯におけるSAWデバイスの開発･実用化のために臥これら
の表面状態を把握し適切に制御することが極めて重要になると予測する｡表面加工層の問
題を解決するためには､材料表面の高精度の特性解析･評価が不可欠である｡現在､ Ⅹ線､
電子線､赤外線､可視光線などを用いた従来法の改良や･走査型トンネル顕微鏡(STM)､
原子間力顕微鏡(AFM)などの新しい手法が試みられている｡しかしながら･未だに決
定的かつ有効な加工プロセスおよび解析･評価技術が兄いだされていない状況である｡
本代表研究者らは､物質･材料表面の音響特性を非接触的･非破壊的に定量計測できる
直線集束ビーム(Line-F∝us-Beam: LFB)超音波顕微鏡を基本システムとした｢超音波マ
ィクロスぺクトロスコピー(Ultrasonic Micro-Spectroscopy: UMS)技術｣に関する基礎研
究および応用開発研究を進めている｡ UMS技術は東北大学で独自に発明･開発したもの
で､現在､新しい応用分野を次々と開拓している｡とりわけ､ sAWデバイス用材料とし
ても広く用いられている強誘電体LiNbO3, LiTaO3単結晶の科学的･産業的課題に適用し､
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その解析･評価技術としての有用性を実証してきた｡
そこで､本研究代表者らはこれまでの研究成果と経験を踏まえ､超高周波sAwデバイ
ス用LiNb03とLiTaO3単結晶基板における表面加工層･変質層の問題にUMS技術を適用
し､表面加工層の定量的解析･評価技術の確立を目指す｡
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